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Drucksensor 

Drucksensor mit einem Geheuse (1), einem Sensorkorper 
(2), der im Inneren des Innenraums (101) des Gehauses (1) 
angebracht ist und einen Hohlraum (102) aufweist, dessen 
eines Ende often und dessen anderes Ende geschlossen ist, 
urn einen Druckeinfuhrungstetl zu bilden, und dessen ge- 
schlossenes Ende eine geringe Starke hat, so daB es eine 
Membran (21) zur Aufnahme des Druckes bildet, und mit ei- 
nem Halbleiterplattchen (3), das auf einer Flache des ge- 
schlossenen Endes angebracht ist, die der Fla'che zur Auf- 
nahme des Druckes gegenuberliegt Der Drucksensor zeich- 
net sich dadurch aus, daS der Sensorkorper (2) an einem Teil 
(105) verjungt ausgebildet ist, der wenlgstens das geschtos- 
sene Ende ernschlieBt und einen Durchmesser hat, der klei- 
ner ats der des restlichen Toils ist, und da& eine Schulter (22) 
dazwischen vorgesehen ist, wobei der Sensorkorper (2) fest 
mit dem Innenraum (101) des Gehauses (1) dadurch verbun- 
den ist, da& die Schulter (22) an einem Anschlagteil (11 ) an- 
liegt, der im Innenraum (101) des Gehauses (1) vorgesehen 
ist, und die Au&enf lache in Kontakt mit der Innenflache des 
Innenraumes (101) des Gehauses angeordnet ist Der Druck- 
sensor mit dem obigen Aufbau ist hochempfindlich und kann 
genau den Druck eines Hochdruckfluids messen, da der 
Sensorkorper (2) fest an der Innenflache des Gehauses (1) 
angebracht ist. Der Drucksensor hat weiterhin einen einfa- 
chen Aufbau. 



Fig. I 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft einen Drucksensor, der insbe- 
sondere eine hohe Empfindlichkeit hat und genau den 
Druck eines unter hohem Druck stehenden Fluids erfas- 
sen kann. 

Ein bekannter Drucksensor fur diesen Zweck umfaBt 
ein zylindrisches Gehause mit einem Innenraum, einen 
zylindrischen Sensorkdrper, der im Innenraum des Ge- 
hauses vorgesehen ist und einen Hohlraum aufweist, 
dessen eines Ende geschlossen ist, eine Membran, die 
am geschlossenen Ende des Hohlraums vorgesehen ist, 
und einen DehnungsmeBstreifen aus einem Halbleiter- 
material oder einem ahnlichen Material, der auf einer 
Flache des geschlossenen Endes des Hohlraums ange- 
bracht ist, die derjenigen Flache gegenuberliegt, die 
dem Druck ausgesetzt ist 

Der oben beschriebene Drucksensor wird dazu be- 
nutzt, einen Druck zu messen, indem ein unter Druck 
stehendes Medium in den Hohlraumteil vom offenen 
Ende des Sensorkdrpers eintreten gelassen wird, das auf 
die Membran einwirkt, wobei der Druck am Sensorkdr- 
per unter Verwendung des DehnungsmeBstreifens er- 
faBt wird, urn das MaB an Dehnung an der Membran zu 
messea 

Bei einem derartigen Drucksensor ist der zwischen 
dem Sensorkdrper und dem Gehause gebildete Kon- 
taktteil gewdhnlich verschweiBt, so daB Schwierigkei- 
ten, wie beispielsweise eine Abnahme der Dichtigkeit 
des geschweiBten Bereiches aufgrund einer [Corrosion, 
ein Bruch des geschweiBten Bereiches aufgrund des ho- 
hen Druckes, der am gesamten Sensorkdrper, insbeson- 
dere dann liegt, wenn ein unter hohem Druck stehendes 
Fluid gemessen wird, und eine Verschiebung des Sen- 
sorkorpers oder im schlimmsten Fall ein Losen des Sen- 
sorkdrpers vom Gehause auftreten, so daB diese Art 
eines Druck sensors dann nicht zuveriassig ist, wenn sie 
zum Messen des Druckes eines unter hohem Druck ste- 
henden Fluides verwandt wird, da unsichere Dichtig- 
keitsverhaltnisse auftreten, die den Sensor unzuverlas- 
sig machen. 

Durch die Erfindung soil daher ein Drucksensor ge- 
schaffen werden, der einen hohen Druck mit hoher Zu- 
verlassigkeit erfassen kann. 

Dazu umfaBt der erfindungsgemaBe Drucksensor ein 
Gehause mit einem Innenraum und einen Sensorkdrper, 
der im Inneren des Innenraums des Gehauses angeord- 
net und mit einem Hohlraum versehen ist, dessen eines 
Ende of fen und dessen anderes Ende geschlossen ist, so 
daB ein Druckeinfuhrungsteil darin gebildet ist Das ge- 
schlossene Ende des Hohlraumes weist einen Teil mit 
geringer Starke auf, der eine Membran zur Aufnahme 
des Druckes bildet Ein Halbleiterpiattchen, das einen 
DehnungsmeBstreifen enthalt, ist auf einer Flache des 
geschlossenen Endes des Hohlraums angebracht, die 
der Flache gegenuberliegt, an der der Druck liegt Die- 
ser Drucksensor zeichnet sich weiterhin dadurch aus, 
daB der Sensorkdrper an einem Teil,der wenigstens das 
geschlossene Ende einschlieBt, verjiingt ist und einen 
Durchmesser hat, der kl einer als der des ubrigen Teils 
des Sensorkdrpers ist, wobei eine Schulter dazwischen 
ausgebildet ist. Der Sensorkdrper ist fest mit dem In- 
nenraum des Gehauses uber einen Kontakt zwischen 
seiner Schulter und einem Anschlag, der im Inneren des 
Innenraums des Gehauses vorgesehen ist, und uber ei- 
nen Kontakt zwischen seiner AuBenflache und der ent- 
sprechenden Innenflache des Innenraums des Gehauses 
verbundea 
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Bei dem erfindungsgemaBen Sensor ist das Halblei- 
terpiattchen mit einem DehnungsmeBstreifen versehen, 
der beispielsweise ein piezoelektrisches Element oder 
ein Piezowiderstandselement ist. 
5 Die Schulter des Sensorkdrpers kann weiterhin in 
Form einer Stufe oder eines konischen Teils ausgebildet 
sein. 

GemaB der Erfindung ist der Sensorkdrper fest am 
Gehause angebracht und liegt die an der AuBenflache 

io des Sensorkdrpers vorgesehene Schulter am Anschlag 
an, der von der Innenflache des Gehauses vorsteht Der 
Sensorkdrper wird daher nicht verschoben, wenn ein 
unter hohem Druck stehendes Fluid in den Sensorkdr- 
per durch den Druckeinfuhrungsteil eingefuhrt wird. 

15 Selbst wenn weiterhin der Kontakt zwischen dem 
Sensorkdrper und dem Gehause aufgrund eines iiber- 
maBig hohen Druckes unterbrochen wird, der in den 
Sensorkdrper eingefuhrt wird, wird der Sensorkdrper 
nicht vom Gehause geldst, so daB der dichte AbschluB 

20 gegeniiber dem unter hohem Druck stehenden Fluid, 
und somit die Sicherheit des Sensors, merklich erhdht 
sind und der Drucksensor dazu benutzt werden kann, 
den Druck eines unter hohem Druck stehenden Fluids 
mit hoher Zuverlassigkeit zu messen. 

25 Im folgenden werden anhand der zugehdrigen Zeich- 
nung besonders bevorzugte Ausfuhrungsbeispiele der 
Erfindung naher beschriebea Es zeigen: 

Fig. 1 eine Schnittansicht eines ersten Ausfiihrungs- 
beispiels des erfindungsgemaBen Sensors, 

30 Fig- 2 in einer Teilschnittansicht die Verbindung zwi- 
schen dem Halbleiterpiattchen und dem Sensorkdrper, 

Fig. 3 eine Draufsicht auf ein erstes Ausfiihrungsbei- 
spiel eines Halbleiterplattchens, das bei dem erfindungs- 
gemaBen Sensor verwandt wird, 

35 Fig. 4 eine schematische Ansicht der Bauteile des in 
Fig. 3 dargestellten Halbleiterplattchens und deren Ver- 
drahtung, 

Fig. 5 das Blockdiagramm eines Beispiels eines Ver- 
bindungsverfahrens gemSB der Erfindung, 
40 Fig. 6 die Schnittansicht eines zweiten Ausfuhrungs- 
beispiels des erfindungsgemaBen Drucksensors, 

Fig. 7 die Schnittansicht eines dritten Ausfuhrungs- 
beispiels des erfindungsgemaBen Drucksensors, 
Fig. 8 in einer Teilschnittansicht die Verbindung zwi- 
45 schen dem Halbleiterpiattchen und dem Sensorkdrper, 
Fig. 9A eine Draufsicht auf ein viertes Ausfuhrungs- 
beispiel des erfindungsgemaBen Drucksensors, 

Fig. 9B eine Schnittansicht des in Fig. 9A dargestell- 
ten Drucksensors, und 
50 Fig* 10 eine Schnittansicht des in Fig. 9B dargestell- 
ten Drucksensors, wenn dieser mit dem Hauptkdrper 
einer Vorrichtung verbunden ist, die das unter hohem 
Druck stehende Fluid enthalt 
Fig. 1 zeigt ein erstes Ausfuhrungsbeispiel des erfin- 
55 dungsgemaflen Drucksensors mit einem Gehause 1, das 
zylindrisch geformt ist und eine Offnung aufweist, die 
einen Innenraum 101 am mittleren Teil bildet Der auBe- 
re Teil der oberen Haifte des Gehauses hat einen gro- 
Ben Durchmesser und ist im Querschnitt hexagonal ge- 
60 formt Ein PaBschraubengewinde 12 ist auf der AuBen- 
flache der unteren Haifte des Gehauses 1 vorgesehea 

Wie es in Fig. 1 dargestellt ist ist ein Sensorkdrper 2 
in den Innenraum 101 des Gehauses 1 eingesetzt, wobei 
dieser Sensorkdrper 2 mit einem Hohlraum 102 verse- 
65 hen ist, dessen eines Ende 104 offen und dessen anderes 
Ende 103 geschlossen ist urn einen Druckeinfuhrungs- 
teil des Sensorkdrpers 2 zu bildea 

Es ist weiterhin eine Schulter 22 an der AuBenflache 



um den mittleren Teil des Sensorkorpers 2 herum aus- 
gebildet, um den den Sensorkorper 2 in zwei Teile, nam- 
lich eine obere Halfte 105, die das geschlossene Ende 
des Hohlraums 102 von der Mitte des Sensorkorpers 2 
aus umgibt, und eine untere Halfte 108 zu unterteilen. 
Die obere Halfte 105 des Sensorkorpers 2 hat einen 
kleineren Durchmesser als die untere Halfte 108, so daB 
ein verjiingter Teil des Sensorkorpers 2 gebildet ist 

Ein Anschlag 11 ist in Form einer Nase vorgesehen, 
die von der Innenflache des Innenraumes des Gehauses 
1 beispielsweise an einer Stelle nahe dem oberen Ende 
des Innenraumes 101 vorsteht, so daQ eine Bewegung 
des Sensorkorpers 2 dadurch unterbrochen wird, daB 
die Schulter 22 an den Anschlag 11 anschlagt 

Die AuBenflache der unteren Halfte 108 des Sensor- 
korpers 2 mit groBerem Durchmesser ist hermetisch 
dicht mit der Innenflache des Innenraumes 101 des Ge- 
hauses 1 durch eine Nickelldtschicht 5 verbunden, die 
dazwischen ausgebildet ist 

Der Sensorkorper 2 besteht vorzugsweise aus einer 
Fe-Ni-Co-Legierung mit einem niedrigen Warmeaus- 
dehnungskoeffizienten, wobei das geschlossene Ende 
103 in der Mitte mit einem Teil 110 mit geringer Starke 
versehen ist, der als Membran 21 wirkt, an der der zu 
messende Druck liegt 

Wie es in Fig. 2 dargestellt ist, ist eine oxidierte 
Schicht 23 nach einem Oxidationsverfahren uber der 
gesamten oberen AuBenflache der Membran 21 ausge- 
bildet und ist ein Halbleiterplattchen 3 auf der oxidier- 
ten Schicht 23 vorgesehen, wobei eine Glasschicht 24 
mit einem niedrigen Schmelzpunkt dazwischen ange- 
ordnet ist Wie es weiterhin in Fig. 1 dargestellt ist, sind 
die zum Messen eines Druckes am Plattchen 3 benutz- 
ten Bauteile elektrisch uber einen Draht 6 mit Elektro- 
den verbunden, die auf einem ringartigen keramischen 
Substrat 4 vorgesehen sind, das beispielsweise auf der 
oberen AuBenflache des Gehauses 1 angeordnet ist und 
das Plattchen 3 umgibt. Ein keramisches Substrat 7, auf 
dem eine integrierte Schaltung zur Verarbeitung der 
Ausgangssignale des Halbleiterplattchens 3 ausgebildet 
ist, ist weiterhin auf dem Halbleiterplattchen 3 vorgese* 
hen, und die integrierte Signalverarbeitungsschaltung 
auf dem Substrat 7 ist mit Elektroden auf dem Substrat 4 
uber Stifte 71 verbunden, die das keramische Substrat 7 
flber dem Plattchen 3 halten. 

Eine zylindrische Abdeckung 8 ist mit der oberen Au- 
Benflache des Gehauses 1 verbunden, und ein Halter 81 
ist hermetisch dicht in eine Offnung am oberen Ende der 
Abdeckung 8 gepaBt Ein Leitungsdraht 72, der vom 
Substrat 7 ausgeht, tritt somit durch den Halter 81 hin- 
durch und veriauft vom Drucksensor nach auBen. 

Ein Dichtungsring 82 und ein Dichtungsharz 83 sind in 
die Abdeckung 8 eingesetzt und eingefullt, um den Hal- 
ter 81 hermetisch dicht darin zu halten. 

Das bei dem erfindungsgemaBen Drucksensor be- 
nutzte Halbleiterplattchen 3 dient als Druckmesser und 
kann beispielsweise aus einem DehnungsmeBstreifen, 
wie einem HalbleiterdehnungsmeBstreifen, oder ahnli- 
chem bestehen. Bei dem erfindungsgemaBen Drucksen- 
sor kann das Halbleiterplattchen 3 selbst ein Halbleiter- 
dehnungsmeBstreifen sein. 

Der Aufbau eines Halbleiterplattchens fur den erfin- 
dungsgemaBen Drucksensor ist in Fig. 3 dargestellt 
Mehrere DehnungsmeBstreifen, beispielsweise die in 
Fig. 3 dargestellten Elemente 31, 32, 33 und 34 aus ei- 
nem P-Ieitenden Halbleiter sind auf der Oberflache ei- 
nes Siliziumsubstrates durch Dotieren von Bor in das 
Siliziumsubstrat ausgebildet. Wie es in Fig. 3 dargestellt 



ist, sind die Elemente 31 und 33 am oberen Teil in der 
Mitte der Membran 21 angeordnet, wahrend die Ele- 
mente 32 und 34 am oberen Teil des AuBenrandes der 
Membran 21 vorgesehen sind. Diese Elemente 31 bis 34 
5 sind tiber Leitungsdrahte verbunden, und nicht darge- 
stellte Elektroden sind auf dem Siliziumsubstrat ausge- 
bildet, um die in Fig. 4 dargestellte Briickenschaltung zu 
bilden. 

Der Zusammenbau des Sensorkorpers 2 und des Ge- 
io hauses 1 und der Komakt zwischen dem Gehause und 
dem Halbleiterplattchen 3 werden nach dem in Fig. 5 
dargestellten Verfahren bewirkt 

Wie es in Fig. 5 dargestellt ist, wird zunachst die Au- 
Benflache des Sensorkorpers 2 durch ein Saurereini- 
15 gungsverfahren entfettet und anschlieBend vernickelt 
Dann erfolgt eine En t kohl ungsbe hand lung zum Entkoh- 
len der Oberflache des Sensorkorpers 2 bei einer Tem- 
peratur von 800 bis 1 100°C uber etwa 1 Stunde in einer 
Atmosphare aus einem Mischgas, das aus H2-Gas und 
20 N2-Gas mit einer reduzierenden oder leicht reduzieren- 
den Charakteristik beim ZufOhren von Wasserdampf 
besteht 

Danach wird der behandelte Sensorkorper 2 in das 
Gehause 1 eingesetzt und werden die EContaktteile ver- 

25 ldtet, d.h. wird ein Nickelldtmittel in den Zwischenraum 
zwischen dem Gehause 1 und dem Sensorkorper 2 ein- 
gefullt und auf eine Temperatur zwischen 1000 und 
1 1 00° C unter einem Vakuum erhitzt 
Bei der Ausfuhrung dieses Verfahrens wird vorzugs- 

30 weise ein Zwischenraum 112 zwischen der AuBenflache 
des oberen Teils 105 des Sensorkorpers 2 und der In- 
nenflache 100 des Innenraums 101 des Gehauses 1 gebil- 
det, um zu vermeiden, daB Spannungen oder Dehnun- 
gen aufgrund dieser Behandlung die Membran 21 beein- 

35 flussen. 

Der in dieser Weise in einem Stuck mit dem Gehause 

1 durch Loten ausgebildete Sensork6rper 2 wird einer 
Saurebehandlung unterworfen, woraufhin eine Oxid- 
schicht 23 mit einer Starke von 1,5 bis 5,5 Micrometer 

40 darauf dadurch ausgebildet wird, daB der Sensorkorper 

2 10 Minuten lang bei 800* C oder 0,5 Minuten lang bet 
1000°C einer 02-Atmosphare ausgesetzt wird. 

AnschlieBend wird die Glasschicht 24 dadurch ausge- 
bildet, daB zunachst eine Glaspaste, die dadurch erhal- 

45 ten wird, daB beispielsweise Glasteilchen in einem orga- 
nischen Losungsmittel gemischt werden, auf die Oxid- 
schicht aufgedruckt wird und ein Vorheizen des Glases 
auf etwa 450° C erfolgt, um die Starke der Glasschicht 
auf 40 bis 60 Mikrometer herabzusetzen, und schlieBlich 

so die in dieser Weise gebildete Glasschicht 24 auf etwa 
450° C erhitzt wird, wahrend der Halbleiter 3 darauf 
angeordnet wird, um den Halbleiter 3 fest mit dem Sen- 
sorkorper 2 zu verbinden. 

Wenn bei einem Drucksensor mit dem oben beschrie- 

55 benen Aufbau die Membran 21 durch einen daran lie- 
genden Druck verformt wird, werden Dehnungsspan- 
nungen am Halbleiterplattchen 3 erzeugt, das in einem 
Stuck an der Membran 21 angebracht ist, und andert 
sich der Widerstand der DehnungsmeBelemente 31 und 

eo 33 auf dem Halbleiterplattchen in starkem Umfang, so 
daB Ausgangssignale erzeugt werden, die dem anliegen- 
den Druck entsprechen. Der Drucksensor ist hochemp- 
findlich, was eine genaue Messung eines Druckes eines 
unter hohem Druck stehenden Fluides moglich macht 

65 Dabei wird der Verbindungsteil zwischen dem Sen- 
sorkorper 2 und dem Gehause 1 einer hohen Belastung 
aufgrund des Druckes ausgesetzt, der darauf durch das 
auf hohem Druck befindliche Fluid ausgeiibt wird, bei 
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dem erfindungsgemaBen Sensor sind jedoch ein Ver- 
schieben und Losen des Sensorkorpers 2 vom Gehause 
1 verhindert, da der Sensorkorper 2 fest und hermetisch 
dicht am Gehause durch Loten angebracht ist und der 
Sensorkorper 2 im Gehause 1 dadurch gehalten wird, 5 
daQ die Schulter 22 am Anschlag 1 1 anliegt. 

Da weiterhin der Verbindungsteil zwischen dem Ge- 
hause 1 und dem Sensorkorper 2 durch Loten gebildet 
ist, muB das offene Ende 108 des Sensorkorpers 2 nicht 
bis zum Eingang 111 des Innenraumes 1 10 des Gehauses 10 

1 ausgedehnt werden, was die Herstellungskosten ver- 
ringert da die GesamtgrOBe des Sensorkorpers 2 gerin- 
ger ist 

Bei diesem Ausfuhrungsbeispiel kann irgendein 
DruckmeBelement, beispielsweise ein piezoelektrischer 15 
DehnungsmeBstreifen oder ein PiezowiderstandsmeB- 
streifen anstelle des HalbleiterdehnungsmeBelementes 
verwandt werdea 

Obwohl bei dem dargestellten Ausfiihrungsbeispiel 
die an der AuBenflache des Sensorkorpers 2 vorgesehe- 20 
ne Schulter 22 stufenformig ausgebildet ist, kann diese 
Schulter 22 auch eine konische Form oder eine [Combi- 
nation a us einer Stufe und einer konischen Form haben. 

Wie es oben beschrieben wurde, ist der Sensorkorper 

2 gemaQ der Erfindung mit einem verjiingten oberen 25 
Teil 105 versehen, der wenigstens den geschlossenen 
Endabschnitt 103 einschlieBt, da die Schulter 22 ausge- 
bildet ist, wobei dieser Teil einen Durchmesser hat, der 
kleiner als der des unteren Teils 108 ist. 

Bei dem obigen Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung 30 
ist vorzugsweise der AuBendurchmesser des verjiingten 
oberen Teils 105 des Sensorkorpers 2 kleiner als der 
Innendurchmesser des Innenraumes 101 des Gehauses 
1, in den der verjiingte obere Teil 105 eingepaBt ist, so 
dafl ein Zwischenraum 112 zwischen der AuBenflache 35 
des verjiingten oberen Teils 105 und der Innenflache des 
Innenraumes 101 des Gehauses 1 gebildet ist 

1m folgenden wird anhand von Fig. 6 ein zweites Aus- 
fiihrungsbeispiel der Erfindung beschrieben. 

In Fig. 6 ist der verjiingte obere Teil 105 des Sensor- 40 
korpers 2 mit einer konischen Schulter 22 zwischen dem 
verjiingten oberen Teil 105 und dem unteren Teil 108 
versehen, wobei diese Schulter 22 an einem Anschlag 11 
anliegt, der von der Innenflache 106 des Innenraumes 
101 des Gehauses 1 vorsteht. 45 

Eine Nut 25 ist im Sensorkorper 2 ausgebildet, und ein 
O-Ring 26 ist darin eingesetzt um den Zwischenraum 
zwischen dem Gehause 1 und dem Sensorkorper 2 dicht 
abzuschlieBen. 

Bei diesem Ausfuhrungsbeispiel verlauft der untere 50 
Teil 108 des Sensorkorpers 2 bis zum offenen Ende 111 
des Gehauses und steht der Umfangsrand des untersten 
Teils des Sensorkorpers 2 vor, um einen Flansch 27 zu 
bilden, der an einem Flansch 13 durch SchweiBen befe- 
stigt ist, der am Umfangsrand des untersten Teils des 55 
Gehauses 1 vorgesehen ist 

Da bei dem oben beschriebenen Aufbau der Zwi- 
schenraum zwischen dem Sensorkdrper 2 und dem Ge- 
hause 1 zweifach, namlich durch den O-Ring 26 und 
durch SchweiBen abgedichtet ist, bleibt der Dichtzu- 60 
stand selbst dann aufgrund des O-Ringes 26 erhahen, 
wenn der geschweiBte Teil brechen sollte. 

Bei dem obigen Ausfuhrungsbeispiel ist die Nut 25 
nur im unteren Teil 108 des Sensorkorpers 2 mit groBe- 
rem Durchmesser ausgebildet, diese Nut 25 kann jedoch 65 
auch im verjiingten Teil 105 oder in der AuBenflache des 
verjiingten Teils 105 und im unteren Teil 108 mit gro- 
Bem Durchmesser ausgebildet sein, wobei ein O-Ring in 
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die Nuten eingesetzt sein kann, um einen dichten Ab- 
schluB zwischen dem Sensorkdrper 2 und dem Gehause 
1 zu bilden. 

Im folgenden wird anhand der Fig. 7 und 8 ein drittes 
Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung beschrieben. 

Wie es in Fig. 7 dargestellt ist, ist der obere verjiingte 
Teil 105 des Sensorkorpers 2 mit einem konischen 
Schulterteil 22 zwischen dem verjiingten oberen Teil 
105 und dem unteren Teil 108 versehen. Der untere Teil 
28 des Sensorkdrpers 2 ist gleichfalls konisch geformt 

Ein Druckeinleitungsrohr 92, dessen eines Ende eine 
konische Form 9 hat und dessen anderes, nicht darge- 
stelltes Ende mit einem das zu messende Medium ent- 
haltenden Korper verbunden ist ist gleichfalls im Inne- 
ren des Gehauses 1 vorgesehen, wie es in Fig. 8 darge- 
stellt ist und der Sensorkorper 2 ist fest mit der Innen- 
flache 106 des Innenraumes 101 des Gehauses und in 
EContakt mit dem konischen Endabschnitt 9 des Rohres 
92 verbunden. Das konische Ende 9 ist gegen das koni- 
sche Ende 28 des Sensorkorpers 2 iiber eine Schrauben- 
muffe 91 mit AuBengewinde gedrOckt, die auf der Au- 
Benflache des Rohres 92 vorgesehen ist, um das koni- 
sche Ende 9 iiber ein Schraubengewinde 12 zu befesti- 
gen. 

Wie es in Fig. 8 dargestellt ist, ist die Innenflache 106 
des unteren Teils des Gehauses 1 namlich mit einem 
Schraubengewinde versehen, um die Muffe 91 zu befe- 
stigen, so daB die Muffe 91 in den Innenraum 101 des 
Gehauses 1 vom unteren Ende her eingesetzt und einge- 
schraubt wird, wodurch der Sensorkorper 2 dicht und 
fest an der Innenflache des Gehauses 1 durch die Muffe 
91 angebracht wird, wahrend der konische Teil 9 des 
Rohres 92 dazwischen liegt, und gleichzeitig der Zwi- 
schenraum zwischen dem Gehause 1 und dem Sensor- 
kdrper 2 hermetisch dicht abgesch lossen wird. 

Im folgenden wird anhand der Fig. 9 und 10 ein vier- 
tes Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung beschrieben. 

Fig.9A zeigt eine Draufsicht und Fig. 9B zeigt eine 
Schnittansicht dieses vierten Ausfiihrungsbeispiels des 
erfindungsgemaBen Drucksensors. 

Wie es in Fig. 9B dargestellt ist, ist das Gehause 1 in 
einem Stock mit einem Flansch 135 ausgebildet und ist 
die AuBenflache des Sensorskdrpers 2 mit einem koni- 
schen vorstehenden Teil 12 versehen, der an einem koni- 
schen Anschlag 11 anliegt der an der Innenflache 106 
des Innenraumes 101 des Gehauses vorgesehen ist 

Eine Nut 25 zur Aufnahme eines O-Ringes ist im Sen- 
sorkorper 2 oberhalb des konischen vorstehenden Teils 
12 vorgesehen, und das Halbleiterplattchen 3 ist an der 
oberen AuBenflache des Sensorkorpers 2 angebracht 
und elektrisch iiber Drahte 6 mit einem keramischen 
Substrat7 verbunden, das am Gehause 1 angebracht ist 

Die auf dem keramischen Substrat 7 ausgebildete 
Schaltung ist iiber eine Leitung 136 durch einen Lei- 
tungsrahmen 131 mit aufleren Bauteilen elektrisch ver- 
bunden. 

Eine Abdeckung oder ein Deckel 120 ist auf das Ge- 
hause 1 gepaBt, und es ist eine Dichtung iiber einen 
O-Ring 124 vorgesehen. 

Eine Platte 121 mit einer Offnung 137 ist auf dem 
Deckel 102 mit einem Druckring 122 befestigt, und eine 
obere Platte 123 sowie ein Durchfiihrungskondensator 
132 zum Ausschalten von Rauschsignalen oder ahnli- 
chem sind in der Offnung 137 angebracht Der Durch- 
fiihrungskondensator 132 und der Leitungsrahmen 131 
sind elektrisch durch Loten miteinander verbunden. 

Ein Lei tungs halter 125, eine Leitungskiemme 126, ei- 
ne Schraube 127, Siliziumgel 138 zum Schiitzen des Sili- 
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ziumplattchens gegenuber der Atmosphare und ein 
GieBmaterial 154 zum Schutzen der Leitung und des 
Durchfuhrungskondensators 132 sind bei diesem Aus- 
fuhrungsbeispiel gleichfalls vorgesehen. 

Bei diesem Ausfuhrungsbeispiel ist der Sensorkdrper 5 
2 in das Gehause 1 durch H&mmern preBgepaBt so daB 
sich der Sensorkorper 2 nicht drehen kann, wobei wei- 
terhin die Nut 25 zur Aufnahme des O-Ringes 26 verhin- 
dert, daB Spannungen aufgrund des Hammerns das 
Halbleiterplattchen beeinflussen. to 

Bei diesem Ausfuhrungsbeispiel kann somit der Sen- 
sorkorper 2 in einem Kontakt mit dem Gehause ohne 
SchweiBen gebracht werden, urn dadurch den Zusam- 
menbau zu vereinfachen. 

In Fig. 10 ist der erfindungsgemaBe Drucksensor in 15 
einem an einem Hauptkorper angebrachten Zustand 
dargestellt. 

Das Gehause 1 ist in einem Dichtungsrohr 201 einge- 
schlossen, das in den Hauptkorper 200 beispielsweise in 
einen Behaiter eingesetzt ist, der ein auf hohem Druck 20 
stehendes Medium enthalt. Ein Ende des Dichtungsrohr 
201 steht in Kontakt mit dem offenen Ende des Sensor- 
korpers 2, der im Gehause 1 des Drucksensors angeord- 
net ist, und das Dichtungsrohr 201 ist mit Nuten 210 und 
21 1 in seiner AuBenflache vers eh en. 25 

Dementsprechend ist der Zwischenraum zwischen 
dem Dichtungsrohr 201 und dem Gehause 1 durch einen 
O-Ring 204 und durch einen Stutzring 205, die in der 
Nut 210 vorgesehen sind, und durch einen O-Ring 202 
und einen Stutzring 203 abgedichtet, die in der Nut 210 30 
vorgesehen sind. Der Drucksensor 1 ist fest am Haupt- 
korper 200 durch Bolzen 206 und 207 mit Unterlegschei- 
ben 208 und 209 jeweils befestigt. 

Bei den obigen Ausfuhrungsbeispielen waren die Nu- 
ten vorzugsweise im Sensorkorper zwischen dem ge- 35 
schlossenen Ende des Sensorkorpers und der Schulter 
vorgesehen, da dadurch die Spannungen vermindert 
werden, die an der Schulter erzeugt werden, wenn der 
Sensorkdrper in das Gehause gehammert wird, so daB 
Spannungen unterdrOckt werden, die das Halbleiter- 40 
piattchen beeinflussen kdnnten und die Empfindlichkeit 
des Sensors erhoht wird. 

Die Nuten konnen auch in herkommlicher Weise aus- 
gebildet sein, so daB kein spezieller Arbeitsschritt fur 
diesen Arbeitsvorgang bendtigt wird, wodurch die Her- 45 
stellungskosten nicht erhdht werden. 

Drucksensor mit einem Gehause, einem Sensorkdr- 
per der im Inneren des Innenraums des Gehauses ange- 
bracht ist und einen Hohlraum aufweist, dessen eines 
Ende offen und dessen anderes Ende geschlossen ist, um 50 
einen Druckeinfuhrungsteil zu bilden, und dessen ge- 
schlossenes Ende eine geringe Starke hat, so daB es eine 
Membran zur Aufnahme des Druckes bildet und mit 
einem Halbleiterplattchen das auf einer Flache des ge- 
schlossenen Endes angebracht ist, die der Flache zur 55 
Aufnahme des Druckes gegenuberliegt. Der Drucksen- 
sor zeichnet sich dadurch aus, daB der Sensorkorper an 
einem Teil verjungt ausgebildet ist, der wenigstens das 
geschlossene Ende einschlieBt und einen Durchmesser 
hat, der kleiner als der des restlichen Teils ist, und daB 60 
eine Schulter dazwischen vorgesehen ist, wobei der 
Sensorkorper fest mit dem Innenraum des Gehauses 
dadurch verbunden ist, daB die Schulter an einem An- 
schlagteil anliegt der im Innenraum des Gehauses vor- 
gesehen ist, und die AuBenflache in Kontakt mit der 65 
Innenflache des Innenraumes des Gehauses angeordnet 
ist Der Drucksensor mit dem obigen Aufbau ist hoch- 
empfindlich und kann genau den Druck eines Hoch- 
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druckfluides messen, da der Sensorkorper fest an der 
Innenflache des Gehauses angebracht ist Der Druck- 
sensor hat weiterhin einen einfachen Aufbau. 

Patentanspruche 

1. Drucksensor mit einem Gehause, das einen In- 
nenraum aufweist einem Sensorkorper, der im In- 
neren des Innenraumes des Gehauses angebracht 
ist und mit einem Hohlraum als Druckeinfuhrungs- 
teil versehen ist, dessen eines Ende offen und des- 
sen anderes Ende geschlossen ist, wobei das ge- 
schlossene Ende eine geringe Starke hat, so daB es 
eine Membran zur Aufnahme des Druckes bildet, 
und mit einem Halbleiterplattchen, das einen Deh- 
nungsmeBstreifen enthalt und auf einer Oberflache 
des geschlossenen Endes angebracht ist, die der 
Flache zur Aufnahme des Druckes gegenuberliegt, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Sensorkorper 
(2) an einem Teil (105) verjungt ausgebildet ist, der 
wenigstens das geschlossene Ende einschlieBt und 
einen Durchmesser hat, der kleiner als der des rest- 
lichen Teils ist, wobei dazwischen eine Schulter (22) 
vorgesehen ist und der Sensorkdrper (2) fest mit 
dem Innenraum (101) des Gehauses (1) dadurch 
verbunden ist, daB die Schulter (22) an einem An- 
schlag (1 1) anliegt, der im Innenraum (101) des Ge- 
hauses (1) vorgesehen ist, und die AuBenflache in 
Kontakt mit der Innenflache des Innenraums (101) 
des Gehauses (1) angeordnet ist. 

2. Drucksensor mit einem Gehause, das einen In- 
nenraum aufweist, einen Sensorkdrper, der im In- 
nenraum des Gehauses angebracht und mit einem 
Hohlraum als Druckeinfuhrungsteil versehen ist 
dessen eines Ende offen und dessen anderes Ende 
geschlossen ist, wobei das geschlossene Ende eine 
geringe Starke hat, so daB es eine Membran zur 
Aufnahme des Druckes bildet, und einem Halblei- 
terplattchen, das einen DehnungsmeBstreifen ent- 
halt und auf einer Oberflache des geschlossenen 
Endes angebracht ist, die der Flache zur Aufnahme 
des Druckes gegenuberliegt, dadurch gekennzeich- 
net daB der Sensorkdrper (2) an einem Teil (105) 
verjungt ausgebildet ist, der wenigstens das ge- 
schlossene Ende einschlieBt und einen Durchmes- 
ser hat der kleiner als der restliche Teil ist, wobei 
eine Schulter (22) dazwischen vorgesehen ist eine 
Nut (25) im Sensorkdrper (2) vorgesehen ist und 
der Sensorkdrper (2) fest mit dem Innenraum (101) 
des Gehauses (1) dadurch verbunden ist daB die 
Schulter (22) an einem Anschlag (11) anliegt der im 
Innenraum (101) des Gehauses (1) vorgesehen ist 
und die AuBenflache in Kontakt mit der Innenfla- 
che des Innenraumes (101) des Gehauses (1) ange- 
ordnet ist 

3. Drucksensor nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Nut (25) im verjiingten Teil (105) 
vorgesehen ist 

4. Drucksensor nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet daB ein O-Ring (26) im Inneren der Nut 
(25) vorgesehen ist 

5. Drucksensor nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet daB ein O-Ring (26) im Inneren der Nut 
(25) vorgesehen ist 

6. Drucksensor nach Anspruch 1 , dadurch gekenn- 
zeichnet daB die AuBenflache des Sensorkorpers 
(2) durch Ldten fest mit der Innenflache des Innen- 
raumes ( 101 ) des Gehauses ( 1 ) ve rbunden ist 
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7. Drucksensor nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das offene Ende des Sensorkdrpers 
(2) fest mit dem Innenraum (lOt) des Gehauses (1) 
durch SchweiBen verbunden ist 

8. Drucksensor nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 5 
zeichnet, daB der Sensorkdrper (2) durch Hammern 

in den Innenraum (101) des Gehauses (1) preflge- 
paBt ist 

9. Drucksensor nach Anspruch 1, dadurch gekenn* 
zeichnet, daB der AuBendurchmesser des verjiing- 10 
ten Teils (105) des Drucksensors (1) kleiner als der 
Inn endurchm esse r eines Teils des Innenraumes 
(101) des Gehauses (1) gegenuber der Aufienflache 
des verjiingten Teiles (105) ist, so daB ein Zwischen- 
raum (1 12) zwischen der Auflenflache des verjiing- 15 
ten Teils (105) und der Innenflache des Innenraum- 
es (101) des Gehauses (1) vorgesehen ist. 

1 0. Drucksensor nach Anspruch t, bei dem das offe- 
ne Ende des Sensorkdrpers konisch ausgebildet ist, 
und ein Druckeinftihrungsrohr, dessen eines Ende 20 
konisch ausgebildet ist und dessen anderes Ende 
mit einem Kdrper in Verbindung stent, der ein auf 
hohem Druck stehendes Medium erhait, gleichfalls 
im Inneren des Gehauses (1) vorgesehen ist, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Sensorkdrper (2) 25 
fest mit der Innenflache des Innenraumes (101) des 
Gehauses (1) in Kontakt mit dem konischen Ende 
des Rohres (92) vorgesehen ist, und daB das koni- 
sche Ende des Rohres (92) gegen das konische Ende 
des Sensorkdrpers (2) dadurch gepreBt ist, daB eine 30 
Schraubenmuffe (91), die auf der AuBenflSche des 
Rohres (92) vorgesehen ist, eingeschraubt und im 
Innenraum (101) des Gehauses (1) durch ein 
Schraubengewinde befestigt ist 
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